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　　摘　要：基于微电磁光开关的工作原理，设计了 ＭＥＭＳ电磁反射型光开关．采用ＡＮＳＹＳ　９．０有限元软件分析结合

Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａ数值计算研究了微电磁光开关所需的电磁力、磁芯线圈的磁场分布、悬臂梁受电磁力的形变状态，从而获得

磁芯线圈的匝数、悬臂梁位置、悬臂梁与平面磁芯线圈接触区域等结构参量．
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　　光纤通信技术为通信产业带来历史性变革，
密集波分复用（Ｄｅｎｓｅ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ－
ｐｌｅｘｉｎｇ，ＤＷＤＭ）光 通 信 网 络 具 有 大 带 宽、高 速

率的明显优势，已成为目前通信网络发展的主要

趋势［１］．近几年来，以ＩＰ为主的Ｉｎｔｅｒｎｅｔ业务飞

速增长，并对网络的组网方式、节点设计和管理控

制提出了更高要求．在此推动下，自动交换光网

络成为当今系统研究的热点．其核心节点由光交

叉连接（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｒｏｓｓ　ｃｏｎｎｅｃｔ，ＯＸＣ）设 备 构 成，
可实现动 态 波 长 选 路 和 对 光 网 络 灵 活 有 效 地 管

理．光交叉互连技术是ＤＷＤＭ 网的关键技术之

一，而 光 开 关 作 为 切 换 光 路 的 功 能 器 件，则 是

ＯＸＣ的核心 组 成 部 分．由 光 开 关 构 成 的 开 关 矩

阵可同时实现动态光路径管理、光网络故障保护、
波长动态分配等功能，对解决复杂网络的波长争

用问题、提高波长重用率、实现网络灵活配置等方

面均有重要作用［２］．
传统光开关器件主要基于固态波导和光机械

技术［３］．其中固 态 波 导 开 关 采 用 光 集 成 方 式，其

耗时短、体积小、易于大规模集成，但其消光比、偏
振敏感度、串扰效果及插入损耗指标都较差；而光

机械开关采用三维校准方式，虽然插入损耗和串

扰性较好，但由于设备体积较大且价格昂贵，严重

影响其可靠性和扩展性，也不适于制作大规模开

关矩阵．随着微机电系统（Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ
ｓｙｓｔｅｍ，ＭＥＭＳ）技术的迅速发展［４］，人们将微机

械构造和电路集成到硅片上，制成微米级乃至纳

米级器件，从而也产生了新兴的 ＭＥＭＳ光开关．
ＭＥＭＳ光开关将光机械结构、微致动器和微光元

件集成在同一基底上，因而结构紧凑、重量轻，且

在设计灵活性、兼容性、扩展性上均具有优势，与

未来光网络 发 展 趋 势 相 符 合［５－６］．与 传 统 的 光 机

械开关相比，ＭＥＭＳ光开关既继承了光机械开关

的优点，又克服了其集成困难和扩展性差等缺点，
是目前最具 发 展 前 景，最 能 适 应ＤＷＤＭ 全 光 通

信网要求的光开关技术，也是颇具竞争力的光器

件实现技术之一，而ＭＥＭＳ光开关的集成和产业

化将是未来其重要发展方向［７－８］．
本文基于ＭＥＭＳ光开光的工作原理，采用电

磁型驱动器提供驱动力，设计ＭＥＭＳ电磁反射型

光开关器件，计算开关正常工作下所需的电磁力，
运用有限元ＡＮＳＹＳ　９．０仿真软件模拟平面方形

磁芯线圈的磁场分布以及悬臂梁在电磁力作用下

的形变状态，推导磁芯线圈匝数、悬臂梁位置、悬

臂梁与平面磁芯线圈接触区域等结构参量．

１　ＭＥＭＳ光开关的工作原理及技术特点

基于 ＭＥＭＳ制造工艺的光开关的 典 型 代 表

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Xiamen University Institutional Repository

https://core.ac.uk/display/343509003?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


有光路遮 挡 型 光 开 关 以 及 移 动 光 纤 对 接 型 光 开

关［６］．
１）光路遮挡型光开关可为悬臂梁式光开关，

由金、氮化硅、多晶硅材料构成，并且由体硅工艺

加工出悬臂梁，其器件尺寸为１～２ｍｍ．该器件

利用多晶硅ＰｉＮ电池串联组成光发电机，由远端

的光信号控制产生电压，电极板受到电场力吸引，
将遮片升起，此时光开关处于开通状态；无光信号

时，光发电机无电压输出，此时遮片下降，光开关

关闭．该光开关驱动光功率仅需几μＷ，传输距离

可达几百ｋｍ，开 关 速 度 几 ｍｓ，插 入 损 耗 可 小 于

０．５ｄＢ．但其串扰比较大，隔离度较低．
２）移动光纤对接型光开关，以电磁驱动并利

用光纤的移动和对准实现光信号的切换．其优点

在于采用体硅及光刻、电铸和注塑（ＬＩＧＡ）工艺，
制造结构和制备方法较为简单，且对驱动精度要

求低，系统可靠性和稳定性较好，稳态时几乎不耗

能，插入损耗约为１ｄＢ．缺点在于开关速度较低，
约为１０ｍｓ量级，可连接的最大端口数受到限制，
多用于网络自愈保护．

此外，还有微镜反射 型 ＭＥＭＳ光 开 关，其 相

对于移动光纤对接的方法更加易于集成和控制并

组成光开关阵列．

２　仿真结果分析与讨论

基于ＭＥＭＳ光开关的基本工作原理，采用悬

臂梁结构作为电磁光开关的部件［９］，设计 电 磁 反

射型光开关，其示意图如图１所示．

图１　电磁反射型光开关的结构示意图

该电磁反射型光开关结构包括可动悬臂梁和

固定部分，可以由体加工而成．悬臂梁制作材料

采用金属 Ｎｉ，其 长、宽、高 分 别 为３００，２０，５μｍ．
悬臂梁根部固定，自由端连接一竖直镜面，在自由

端附近有２个限位块，悬臂梁与限位块的间隙为

１０μｍ；两侧分别有２个导磁电极，通过２个磁感

应线圈引出．当磁感应线圈通电后，由导磁体将

磁感线引入悬臂梁下方．在磁力的作用下，悬臂

梁在受力方向上产生位移，发生角度偏转，并且停

止在限位处．改变磁感应线圈的通电状态，使得

悬臂梁来回摆动，产生２种稳态，并由限位块精确

地控制转动的角度．
基于电磁 反 射 型 光 开 关 结 构，运 用 ＡＮＳＹＳ

９．０有限元软件模拟、Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａ数值计算等对

正常工作下悬臂梁的受力情况进行分析，进而设

计磁芯线圈，并分析其电磁场分布以及悬臂梁在

电磁力作用下的受力形变状态［１０－１１］，为器件的 优

化设计提供合理方案，以实现性能稳定可靠的器

件功能．
２．１　悬臂梁受力分析

悬臂梁结构示意图如图２所示，其在 工 作 过

程中将同时受重力及电磁力作用．

图２　悬臂梁的结构示意图

１）悬臂梁的重力

在竖直方 向 上，悬 臂 梁 受 到 自 身 重 力 作 用．
采用典型的均匀载荷Ｐ模型，悬臂梁沿竖直方向

的位移可表示为

Ｗ（Ｐ，ｘ）＝Ｐｘ
２

２４ＥＩ
（６Ｌ２－４Ｌｘ＋ｘ２）， （１）

其中，Ｐ和Ｅ 分别为悬臂梁单位长度的重力和Ｎｉ

的弹性模量，Ｉ＝ｄｈ
３

１２
为悬臂梁的惯性矩，ｄ为悬臂

梁的宽度．
在ｘ＝Ｌ处，存在最大的位移：

Ｗｍａｘ＝ＰＬ
２

８ＥＩ＝３．２×１０
－１４　ｍ．

由于悬臂梁与 限 位 块 的 间 隙 为１０μｍ，可 以

看出，重力对悬臂梁的影响极小，因而在设计中基

本无需考虑重力作用．
２）电磁力

电磁力Ｆ是悬臂梁的驱动力，通过导磁体引

入电磁力作用于悬臂梁上，使其产生偏转而与限

位块接触．可视为悬臂梁在ｘ＝ａ处受到集中力
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Ｆ，此时悬臂梁的位移方程为

Ｗ（Ｆ，ｘ）＝

Ｆｘ２
６ＥＩ

（３Ｌ－ｘ），０≤ｘ≤ａ；

Ｆｘ２
６ＥＩ

（３ｘ－ａ），ａ＜ｘ≤Ｌ
烅

烄

烆
．

（２）

（３）

设悬臂梁在限位块处，限位块对悬臂 梁 的 作

用力为Ｆｖ，方向沿－ｙ，则悬臂梁的弹性回复力可

表示为

Ｗ（Ｆｖ，Ｌ１）＝
Ｆｖｘ２

６ＥＩ
（３Ｌ１－ａ）， （４）

可得在此工作状态下，其运动曲线方程为

ｙ＝Ｆａ
２

６ＥＩ
（３ｘ－ａ）－Ｆｖｘ

２

６ＥＩ
（３Ｌ１－ｘ）． （５）

由式（４）与式（５）可知，当悬臂梁受到电磁力

吸引，开 始 弯 曲 工 作 时，电 磁 力 要 大 于 弹 性 回 复

力．设定ｘ＝Ｌ１ 处，ｙ＝ｙ１＝５μｍ，代 入 式（５）可

以求得悬 臂 梁 正 常 工 作 时 所 需 电 磁 力 最 小 值 为

Ｆｍｉｎ＝１７ｍＮ．
２．２　ＭＥＭＳ驱动器设计

相比其他驱动方式，电磁型驱动有着 驱 动 电

压小、驱动力大、位移量大、开关速度快等优点，因
而设计选用电磁型驱动器提供 ＭＥＭＳ光开光的

驱动力．为了简化电磁驱动器的制作工艺以便于

实际应用，采用平面方形磁芯线圈作为驱动部件，
如图３所示．

图３　平面方形线圈结构示意图

平面方形线圈通电后产生的电磁力Ｆ为

Ｆ＝６．３×１０－８×９．８×Ｓ
（ＷＩ）２

δ２
， （６）

其中，Ｓ为电磁铁线圈的面积，ＷＩ为电磁铁的安

匝数，δ为电磁铁与悬臂梁的间隙．取δ＝１５μｍ，

Ｓ＝５０μｍ×５０μｍ，可以求得ＷＩｍｉｎ＝７７安匝．
当考虑磁芯的存在时，设磁芯的相对 磁 导 率

μｒ＝１００，则 ＷＩｍｉｎ ＝０．７７ 安 匝，由 此 取 Ｗ ＝
７７匝，Ｉ＝１０ｍＡ为平面方形 磁 芯 线 圈 的 结 构 与

工作参量．

２．３　电磁线圈的电磁场仿真分析

采用ＡＮＳＹＳ　９．０软件对含有铁芯的电磁铁

建模如图４所示．该模型由平面线圈、磁芯和空

气组成，截取其纵向剖面进行分析，并且将排列紧

密的线圈电流简化近似为密度均匀而且连续分布

的电流．

图４　平面方形磁芯线圈仿真模型

当线圈中通入一定电流时，磁感线分 布 情 况

如图５（ａ）所示．磁感线分布于绕圈周围，且在磁

芯处最为密集，说明此处电磁力最大，符合电磁场

基本理论．当增大电流时，电磁力随之增强，因此

增大电流有利于平面磁芯线圈吸引悬臂梁弯曲并

与之接触，从而完成开关动作；但增大电流同时也

将增大器件功率，因此应综合考虑以决定通入电

流的大小．

（ａ）磁感线

（ｂ）磁场向量分布

图５　平面方形磁芯线圈通入电流时

磁感线与磁场向量分布图

从线圈周围的磁场向量分布可以看 出，磁 芯

上方磁感应强度分布密集，可对悬臂梁产生较强

的吸引力，因此悬臂梁受力端宜置于此位置，有利

于与线圈之间形成稳定接触．
２．４　悬臂梁受力形变分析

将以上分析所得的电磁力作用于悬臂梁受力

端，采用 ＡＮＳＹＳ　９．０软 件 模 拟 悬 臂 梁 的 形 变 情

况．简化考虑其末端的受力情况，建立模型如图６
所示．
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图６　悬臂梁受力仿真模型

模拟所得悬臂梁应力分布如图７所示．结果

显示，悬臂梁受力弯曲时，其固定端所受的应力最

大，因 而 在 制 作 过 程 中 应 当 注 意 加 强 固 定 端 的

连接．

图７　悬臂梁受力分布图

用静力学进行结构仿真，可得悬臂梁 在 电 磁

力作用下形变如图８所示．可见，悬臂梁受力时

其末端位移量最大，因此宜将此处作为与下方平

面磁芯线圈接触的区域，以便于实现微电磁光开

关的闭合接通．

图８　悬臂梁在电磁力作用下形变图

３　结束语

角度偏转是光开关实现的一种重要 手 段，本

文基于ＭＥＭＳ体工艺，设计了微电磁反射型光开

关原 型 器 件．运 用ＡＮＳＹＳ有 限 元 模 拟 与 数 值 计

算等方法分析光开关悬臂梁的受力情况、平面磁

芯线圈的电磁场分布以及悬臂梁在电磁力作用下

的受 力 形 变 状 态，提 出 磁 芯 线 圈 匝 数、悬 臂 梁 位

置、悬臂梁与平面磁芯线圈接触区域结构参量的

设计依据．目前，该仿真实验作为本校物理开放

性实验教学体系中的研究型实验设计项目，其课

程设置充分利用了本校开放实验平台，规避了传

统实验教学在时间与空间上的局限，促进了教学

资源的共享，推动本科实验教学体系的完善．同

时，该实验将当代通信技术与学科专业深度融合，
拓展了学生理论知识与实践体验，丰富了教学内

容，培养了学生自主学习与创新能力．

参考文献：

［１］　毛谦．中 国 光 纤 通 信 技 术 的 现 状 及 未 来［Ｊ］．电 信

科学，２０００（１）：２５－２８．
［２］　方来付，张杰，林 绵 锋，等．新 型 光 开 关 的 研 究 及 其

在光网络中 的 应 用［Ｊ］．高 技 术 通 讯，２０００，１０（８）：

１０７－１１０．
［３］　Ｐｅａｓｅ　Ｒ．Ｌｕｃｅｎｔ　ａｎｎｏｕｎｃｅｓ　ｆｉｒｓｔ　ａｌｌ－ｏｐｔｉｃａｌ　ＭＥＭＳ－

ｂａｓｅｄ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｄｅｖｉｃｅ［Ｊ］．２０００，１７（１）：５２－５４．
［４］　Ｄｅｌｌａｅｒｔ　Ｄ，Ｄｏｕｔｒｅｌｏｉｇｎｅ　Ｊ．Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａ－

ｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｔｈｅｒｍａｌｌｙ　ａｃｔｕａｔｅｄ　ｌａｔｃｈｉｎｇ　ＭＥＭＳ　ｓｗｉｔｃｈ

ｆｏｒ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．Ｊ．Ｍｉｃｒｏ－
ｍｅｃｈ．Ｍｉｃｒｏｅｎｇ．，２０１４，２４（７）：０７５０２２．

［５］　赵继德，李应良．全光网络中的 ＭＥＭＳ光开关［Ｊ］．
激光杂志，２００５，２６（３）：１０－１２．

［６］　贾书海，赵小 林，杨 春 生，等．新 型 微 机 电 系 统 光 开

关研制［Ｊ］．上 海 交 通 大 学 学 报，２００３，３７（９）：１４６８－
１４７１．

［７］　刘梅刚，万江文．全光网络中的 ＭＥＭＳ光开关研究

新进展［Ｊ］．微纳电子技术，２００４，４１（５）：１９－２３．
［８］　胡剑，李刚炎．基于 ＭＥＭＳ的光开关技术研究［Ｊ］．

半导体技术，２００７，３２（４）：３４２－３４４．
［９］　Ｊｉａ　Ｓ，Ｄｉｎｇ　Ｇ，Ｚｈａｏ　Ｘ，ｅｔ　ａｌ．Ｎｏｖｅｌ　ｏｐｔｉｃ－ｆｉｂｅｒ　ｓｗｉｔ－

ｃｈｅｓ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｗｏｂｂｌｅ－ｔｙｐｅ　ＭＥＭＳ　ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ

ｍｉｃｒｏａｃｔｕａｔｏｒ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｃｓ　＆Ｌａｓｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００７，

２（２）：３５３－３５８．
［１０］　吴雅苹，卢奕 宏，柯 聪 明．微 电 磁 继 电 器 磁 场 和 力

学性质模 拟 研 究［Ｊ］．物 理 实 验，２０１７，３７（１）：２９－
３３．

［１１］　吴雅苹，陈晓 航，吴 志 明．基 于 有 限 元 模 拟 与 数 值

计算的微电磁继电器结构设计与性质研究［Ｊ］．物

理实验，２０１８，３８（８）：９－１２．

３１第９期 　　　　　　　吴雅苹，等：微电磁光开关的结构设计与性质模拟



Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ
ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｗｉｔｃｈ

ＷＵ　Ｙａ－ｐｉｎｇ，ＣＨＥＮ　Ｘｉａｏ－ｈａｎｇ，ＷＵ　Ｚｈｉ－ｍｉｎｇ
（ａ．Ｆｕｊｉａｎ　Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ　Ｋｅｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ；

ｂ．Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，

Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１００５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｗｏｒｋｉｎｇ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｏｆ　ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｗｉｔｃｈ，ｔｈｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｏ－
ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｔｙｐｅ　ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｗｉｔｃｈ　ｗａｓ　ｄｅｓｉｇｎｅｄ．Ｕｓｉｎｇ　ＡＮＳＹＳ　９．０ｆｉｎｉｔｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ
ａｎａｌｙｓｉｓ　ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａ　ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ，ｔｈｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　ｆｏｒｃｅ，ｔｈｅ
ｆｉｅｌｄ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｒｅ　ｃｏｉｌ，ａｎｄ　ｔｈｅ　ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ　ｂｅａｍ　ｗｅｒｅ　ｓｔｕｄｉｅｄ．Ｔｈｕｓ，

ｔｈｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｓｕｃｈ　ａｓ　ｔｈｅ　ｃｏｉｌ　ｔｕｒｎｓ，ｔｈｅ　ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｃｏｎｔａｃｔ　ａｒｅａ　ｂｅｔｗｅｅｎ
ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ　ｂｅａｍ　ａｎｄ　ｐｌａｎｅ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｃｏｒｅ　ｃｏｉｌ　ｗｅｒｅ　ｏｂｔａｉｎｅｄ．

Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｗｉｔｃｈ；ｃｏｒｅ　ｃｏｉｌ；ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ　ｂｅａｍ；ｆｉｎｉｔｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ
［责任编辑：任德香］

欢迎订阅　欢迎投稿

　　《物理实验》创刊于１９８０年，是教育部主管、东北师范大学主办的学术期刊，是教育部高等学校物理

学类专业教学指导委员会的会刊．
《物理实验》主要刊载物理实验成果，交流物理实验教学改革的新思想、新方法、新动态．开设的栏

目有：聚焦诺贝尔奖，前沿导读，近代与综合实验，普通物理实验，专题（包括竞赛、物理学史、专题实验讲

座、国外实验介绍、实验误差、学科教学论、典型实验剖析、实验技术与技巧、问题与讨论等），实验讲坛，
互联网＋物理，学生园地，基础教育．适合于物理实验工作者，大、中学校的物理教师，理工科的本科生、
研究生及教学仪器研制人员阅读．

《物理实验》愿为广大作者提供交流信息的窗口，展示成果的园地，为广大读者提供丰富的精神食

粮，为广大仪器生产厂家提供展示成果的舞台．
《物理实验》杂志为月刊，全国各地邮局均可订阅，邮发代号为１２－４４．若错过邮局订阅时间，可直接

与编辑部联系．

《物理实验》编辑部

４１ 　　　　　　　　　 物　理　实　验 第３９卷


